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研究成果概要 

本研究では参照鏡を用いない角度測定に基づく形状測定機（SDP: Scanning 

Deflectometry Profiler）を開発した（平成 27 年度迄）。従来システムでは、ペンタゴン

ミラーを利用して角度測定ビームを垂直入射させていた為、透明材料を測定対象とする

場合、裏面からの反射ビームが測定ビーム（試料表面からの反射ビーム）と重なってし

まい、測定不能となる領域が存在する。そこで、ペンタゴンミラーを改良した Dual 

mirror pair (DMP)を導入し、裏面反射ビームを空間的に分離する斜入射光学系システム

を開発した（図１）。具体的には、ペンタゴンミラーの設置角度（45°）を変更した二組

のミラー対を利用し、測定ビームを試料表面に斜めに入射させることで、裏面反射ビー

ムの位置をずらすことにより、その影響を除去する。図２にゆるやかな曲面を持つガラ

ス表面（ほぼ平行平板）の測定結果を示す。測定範囲 90 mm の試料に対して、10 回測

定の繰り返し性は±0.7 nm 以下であり、裏面反射が存在する対象に対しても高精度な測

定が可能であることが確認できた。 
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図２ ガラス表面形状の測定結果(10 回測定) 図 1 裏面反射分離光学系 

DMP





Mechanical scanning

Beam
block

Reflected beam

Incident beam

(To angle measurement 
system)

M1

M2

M4

M3





Specimen

Su
rf
ac
e 
pr
of
ile
 (n

m
)

Position x (mm)

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Measurement 1

Measurement 2

Measurement 3

Measurement 4

Measurement 5

Measurement 6

Measurement 7

Measurement 8

Measurement 9

Measurement 10

Ｆ08


